利用設備追加届

　　　年　　月　　日
分子科学研究所 装置開発室長　殿

所　属　

氏　名　



［申請年度］　　　　　　　年度　（　通年　）


［申請番号］  


［新たに利用希望する設備名］

□ マスクレス露光装置（ナノシステムソリューションズ DL-1000）
□ 電子ビーム描画装置（エリオニクス ELS-G100）
□ スピンコーター（ミカサ MS-A100）
□ 段差計（KLA-Tencor P7）
□ 3次元光学プロファイラー（ZYGO Nexview）
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